Solution for researching

Frasco De Lavagem De Gas De Pfa De Alta Pureza, Resistente A

Corrosao, Com Tampa De Ptfe E Camara De Reacao

Personalizavel
Numero do item: PL-CP199

introducao

Projetado para andlise de tracos, este frasco de

! lavagem de gds de PFA de alta pureza oferece

Saiba mais

excepcional resisténcia quimica e baixa
lixiviacao de metais. Ideal para absorcao de
gases corrosivos e regulacao de umidade em
ambientes laboratoriais criticos onde a
integridade da amostra é fundamental para
resultados reprodutiveis.

Usado como vaso de armazenamento de reagentes e lavagem de gas para fluxos

Anélise de Elementos T
nalise de Flementos Trace 4o trabalho de ICP-OES e ICP-MS.

Processamento de Lavagem e purificacdo de gases de alta pureza usados na fabricagdo e gravagao
Semicondutores de wafers.

Geragao de gradientes de umidade precisos para gases de arraste em pesquisas

Controle de Umidade it 24
de quimica atmosférica.

Absorgdo de Gases Captura de gases acidos ou basicos volateis durante sintese quimica ou
Corrosivos tratamento de fluxos de residuos.

. A Vaso de reagao para intermediarios farmacéuticos especializados que requerem
Sintese Farmacéutica

alta pureza.

) : Coleta e absorgao de poluentes do ar e compostos organicos volateis (COVs) para
Monitoramento Ambiental andlise ¢ P P 9 P

. Gerenciamento de gés para células eletroquimicas e analise de eletrélitos de
Teste de Baterias

bateria.
Especificacao para o Item PL-CP199
Nimero do Modelo PL-CP199
Material Primario PFA de Alta Pureza (Perfluoroalcoxi)
Material da Tampa PTFE de Alta Densidade (Politetrafluoretileno)

Compatibilidade Quimica Universal (Resistente a HF, Agua Régia, Bases Fortes e Solventes)

Faixa de Temperatura -200°C a +260°C

Perfil de Lixiviacao Lixiviacdo extremamente baixa de ions metalicos e COT

Tensao Superficial Baixa energia, hidrofébica, antiaderente

Configuracao Frasco de Lavagem de G&s / Absor¢édo / Camara de Reagdo

Opcoes de Per lizacdo Total te Personalizavel (Di 0 Vol Ci 0 Tubulacao)

Minimiza a contaminagao por fons metalicos para limites de
detecgao sub-ppb.

Resiste ao HF e outros produtos quimicos agressivos usados
na microeletronica.

Produz umidade mais uniforme e estavel do que a simples
atomizagao.

Durabilidade de longo prazo na presencga de HCI
concentrado, H2504 e NaOH.

Previne a penetracao de solventes organicos e garante a
pureza do ingrediente ativo.

Altas taxas de recuperagao devido a superficie inerte e
antiaderente de PFA.

Mantém a integridade na presenca de sais de litio reativos e
solventes.
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Especificacdo para o Item PL-CP199

Mecanismo de Vedacao Tampa de rosca de precisdo com vedagdes integradas

Processo de Fabricacao Usinado por CNC e fabricado sob encomenda
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